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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月3日(2010.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微細流動構造物を回転対称に配置した回転板を有する微細流動システムの制御装置であ
って、
　前記微細流動システムに第１－第３の制御信号を出力する中央制御部と、
　前記回転板を回転させる回転手段と、
　前記中央制御部が出力した第１の制御信号によって前記回転手段の動作を制御する回転
手段制御部と、
　前記回転板上を移動する移動手段と、
　前記中央制御部が出力した第２の制御信号によって前記移動手段の位置を制御する位置
制御部と、
　前記移動手段によって微細流動構造物上の所定の位置に移動される放射エネルギー源で
あって、前記微細流動構造物上の所定の位置に電磁気波を照射する前記放射エネルギー源
と、
　前記中央制御部が出力した第３制御信号によって前記放射エネルギー源から出力される
エネルギーを制御する放射エネルギー源制御部と、
　を備えることを特徴とする微細流動システムの制御装置。
【請求項２】
　前記微細流動システムには、サンプル流体が流れ、
　前記サンプル流体の反応に関する光学的情報、および、所定の位置から放出される波長
情報をそれぞれ検出する検出手段と、
　前記検出手段で検出した信号を前記中央制御部に出力する検出手段制御部と、
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　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の微細流動システムの制御装置。
【請求項３】
　前記回転手段制御部は、
　前記中央制御部が出力したパルス幅変調後の電圧信号から所定の周波数以上の信号を除
去する低帯域フィルタと、
　前記低帯域フィルタが出力した前記電圧信号第１パルス信号に変換する電圧／周波数変
換器と、
　前記電圧／周波数変換器が出力した第１パルス信号と前記中央制御部が出力した第２パ
ルス信号とを多重化して出力するマルチプレクサと、
　前記電圧／周波数変換器が出力した前記第１パルス信号によって前記回転手段の回転速
度を制御し、前記電圧／周波数変換器が出力した前記第２パルス信号によって前記回転手
段の位置を制御する回転手段制御器と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の微細流動システムの制御装置。
【請求項４】
　前記位置制御部は、
　前記中央制御部が出力したパルス信号によって前記移動手段の動作を制御する位置制御
器と、
　前記検出手段で検出した波長情報によって前記パルス信号の出力を制限する制限信号を
生成し前記中央制御部に前記制限信号を出力するリミットセンサーと、
　を備えることを特徴とする請求項２または３に記載の微細流動システムの制御装置。
【請求項５】
　前記位置制御部は、
　前記微細流動システムに磁力を発生させる磁石、前記放射エネルギー源および前記検出
手段のそれぞれを移動させる、前記移動手段の前記回転板の半径方向への移動位置を制御
することを特徴とする請求項２から４のいずれかに記載の微細流動システムの制御装置。
【請求項６】
　前記放射エネルギー源制御部は、
　パルス信号を生成するスイッチと、
　前記中央制御部が出力した基準信号と前記パルス信号とを比較して前記パルス信号のデ
ューティ比を調節するパルス幅変調制御器と、
　前記中央制御部が出力した遅延信号に相応するように前記スイッチが生成した前記パル
ス信号をスイッチングし、スイッチング後の信号を前記放射エネルギー源に提供する遅延
スイッチと、
　を備えることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の微細流動システムの制御
装置。
【請求項７】
　前記放射エネルギー源制御部は、
　前記スイッチと前記遅延スイッチとの間に前記パルス信号を一定に維持させるインダク
タとキャパシタとが並列に連結されていることを特徴とする請求項６に記載の微細流動シ
ステムの制御装置。
【請求項８】
　前記放射エネルギー源制御部は、
　前記放射エネルギー源で発生する熱を外部に排出する冷却器をさらに備えていることを
特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の微細流動システムの制御装置。
【請求項９】
　前記検出手段制御部は、
　前記検出手段で検出した信号を増幅する増幅器と、
　前記増幅器で増幅された信号をデジタル信号に変換して前記中央制御部に出力するＡ／
Ｄコンバータと、
　を備えることを特徴とする請求項２から８のいずれかに記載の微細流動システムの制御
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装置。
【請求項１０】
　回転板と、前記回転板に回転対称に配置した二つ以上のユニットと、前記ユニットの間
に配置された通路に沿ってサンプル流動を移動させる微細流動構造物と、を備え、前記微
細流動構造物は、ユニットの外部から非接触にエネルギーを吸収して発熱する発熱粒子を
備え、前記発熱粒子が放出する熱により活性化する熱活性ユニットを備える遠心力基盤の
微細流動装置を備える微細流動システムであって、
　請求項１に記載の微細流動システムの制御装置と、
　前記回転板を回転させて前記微細流動構造物上の所定の位置に前記サンプル流体を移動
させ、前記回転を通じて発生した遠心力を利用して前記サンプル流体を流す回転手段と、
　前記サンプル流体の流れを調節するために、前記微細流動構造物上の所定の位置にある
前記発熱粒子に非接触に電磁気波を照射し、前記サンプル流体を分析するために電磁気波
を照射する放射エネルギー源と、
　前記サンプル流体の反応に関する光学的情報を検出する検出手段と、
　前記放射エネルギー源、前記検出手段及び前記サンプル流体を分析するために磁力を発
生させる磁石を前記微細流動構造物上の所定の位置に移動させる移動手段と、
　を備えることを特徴とする微細流動システム。
【請求項１１】
　前記検出手段は、前記発熱粒子に含まれる所定の粒子から放出される所定の波長の電磁
気波を検出して前記制御装置に信号を出力し、
　前記制御装置は、前記検出手段により検出された所定の波長の電磁気波に基づいて前記
発熱粒子の位置を計算することを特徴とする請求項１０に記載の微細流動システム。
【請求項１２】
　前記回転手段は、モータを備えていることを特徴とする請求項１０または１１に記載の
微細流動システム。
【請求項１３】
　前記移動手段は、モータを備え、
　前記モータは、前記移動手段を前記回転板の半径方向に線形的に移動させることを特徴
とする請求項１０から１２のいずれかに記載の微細流動システム。
【請求項１４】
　前記放射エネルギー源は、レーザー光源、発光素子またはキセノンランプを備えること
を特徴とする請求項１０から１３のいずれかに記載の微細流動システム。
【請求項１５】
　前記レーザー光源は、少なくとも一つのレーザーダイオードを含み、
　前記レーザー光源から照射されるレーザーは、４００ないし１３００ｎｍの波長を有す
ることを特徴とする請求項１４に記載の微細流動システム。
【請求項１６】
　前記検出手段は、フォトダイオード、電荷結合素子、光電子増倍管またはカメラの少な
くともいずれかを備えることを特徴とする請求項１０から１５のいずれかに記載の微細流
動システム。
【請求項１７】
　請求項１０に記載の微細流動システムを制御する方法であって、
　（ａ）前記回転手段、移動手段及び前記放射エネルギー源を制御して前記サンプル流体
を反応させるステップと、
　（ｂ）前記検出手段を制御して前記サンプル流体の反応に関する光学的情報を検出する
ステップと、
　（ｃ）前記検出手段で検出された前記光学的情報に基づいて前記サンプル流体を分析す
るステップと、
　を含むことを特徴とする微細流動システムの制御方法。
【請求項１８】
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　請求項１７に記載の方法をコンピュータで実行させるためのプログラムを記録したコン
ピュータで読み取り可能な記録媒体。
【請求項１９】
　回転板に微細流動構造物を配置した微細流動装置を備える微細流動システムにおいて前
記微細流動構造物上の弁の動作を制御する方法であって、
　（ａ）前記回転板を所定の角度回転させることで前記弁を所定の位置に移動させるステ
ップと、
　（ｂ）放射エネルギー源を所定の距離移動させることで前記放射エネルギー源を前記所
定の位置に移動させるステップと、
　（ｃ）前記弁に電磁気波を照射して前記弁を開放／閉鎖するステップと、
　を含むことを特徴とする微細流動構造物上の弁の動作を制御する方法。
【請求項２０】
　前記（ａ）ステップよりも前に、
　（ａ０）前記弁の位置を自動で探索するステップをさらに含むことを特徴とする請求項
１９に記載の微細流動構造物上の弁の動作を制御する方法。
【請求項２１】
　前記（ａ０）ステップは、
　（ａ０１）前記弁に第１波長の電磁気波が照射されたと仮定した場合に、前記第１波長
に相応する第２波長の電磁気波を放出する材料を添加するステップと、
　（ａ０２）前記放射エネルギー源を利用して前記弁に前記第１波長の電磁気波を照射す
るステップと、
　（ａ０３）前記微細流動構造物をスキャニングするステップと、
　（ａ０４）前記材料から放出された前記第２波長の電磁気波を検出し前記検出された波
長に基づいて前記弁の位置を計算するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項２０に記載の微細流動構造物上の弁の動作を制御する方
法。
【請求項２２】
　前記（ｃ）ステップよりも後に、
　（ｄ）前記（ｃ）ステップで前記弁を開放した場合、前記回転板を回転させるステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項１９から２１のいずれかに記載の微細流動構造物上
の弁の動作を制御する方法。
【請求項２３】
　請求項１９ないし２２のうちいずれか一項に記載の微細流動構造物上の弁の動作を制御
する方法をコンピュータで実行させるためのプログラムを記録したコンピュータで読み取
り可能な記録媒体。
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